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Innovacion inteligente

Analisis rapido de fallas con precision y repetibilidad garantizadas*

*Para garantizar la exactitud XY, la calibracién debe ser llevada a cabo por el servicio técnico de Evident.



Versatilidad de nivel
macro a micro

> Gran seleccion de lentes para encontrar
la mejor magnificacién, resolucién y
distancia de trabajo para su muestra.

> Sistema de observacion de angulo libre.
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> Cambie las lentes y el método de
observacién rapidamente con tan
sélo presionar un botén.

> Todos los métodos de observacion
estan disponibles para todas
las magnificaciones.
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Confie en sus resultados
gracias a una precision y
fiabilidad garantizadas*

> Mediciones precisas con un sistema
optico telecéntrico.

> Precisién y repetibilidad garantizadas
en todas las magnificaciones.

Mediciones avanzadas rapidas

y faciles de adquirir

> Las funciones analiticas mejoradas hacen
que el DSX1000 sea una herramienta de
inspeccion potente y versatil.

> Los andlisis son mas rapidos gracias a
funciones avanzadas faciles de usar.

Maultiples observaciones
con un simple clic —— o



Versatilidad de nivel macro a micro

Observacion
oblicua
(£90°)

rango de
magnificacion:
de 23X a 8220X

" Distancia de
trabajo maxima
de 66 mm

rmimnnn

Platina XY
motorizada
con rotacién
(£90°)

El rango de magnificacién de 23X a 8220X del microscopio facilita las observaciones de vista completa de alto nivel a baja
magpnificacién, ya que permite hacer acercamientos a nivel micrométrico sin problemas para analisis mas detallados.

La profundidad de campo y la larga distancia de trabajo brindan la flexibilidad para inspeccionar muestras mas grandes, mientras
que el sistema de observacién de angulo libre permite capturar las imagenes de su muestra a partir de cualquier direccion.



Solucionar los desafios de inspeccion

Inspeccion rigurosa y analisis a nivel micrométrico con un solo sistema

En el pasado, los microscopios de alta y baja magnificacién eran necesarios para completar una inspeccién.
El intercambio de muestras entre dichos microscopios requeria tiempo y conllevaba a la configuraciéon de muchos parametros.

DSX1000

- Mejores objetivos para una mejor
resolucién

+ Larga distancia de trabajo

- Gran profundidad de enfoque

- Reemplazo rapido y facil de la lente

DSX1000 Complete su inspeccién con un sistema de facil uso.

Imagenes de alta resolucién con alta magnificacion

Cuando se inspeccionan muestras irregulares, . 24 i Microscopio digital
es importante que se mantenga una distancia ' [ SFE  convencional

de seguridad entre la lente y la muestra
para no dafiar esta Ultima. Para visualizar
los detalles, es necesario incrementar

la magpnificacién; pero, este procedimiento
proporciona una resoluciéon mas deficiente.

DSX1000

DSX1000 Obtenga imagenes de alta calidad en alta magnificacion con objetivos avanzados.

Riesgos de contacto con su muestra mitigados DSX1000

Si la distancia entre su muestra y la lente
es muy pequeria, el objetivo puede . ﬂ _
entrar en contacto con la muestra 5 !

durante el andlisis, lo que podria dafiarla. - i ) o il

DSX1000 Observe muestras irregulares sin chocar contra ellas.




Seleccion de la mejor lente para su analisis

Nuestra linea de 17 lentes de objetivo, con opciones de distancia de trabajo superlarga y alta apertura numérica, ofrece
flexibilidad para obtener una amplia variedad de imagenes.

Para obtener mas informacién acerca de las lentes,
consulte la pagina 35y 36.

Vea la imagen completa: Rango de magnificaciéon de 23X a 8220X

Cambie sin problemas la magnificacion desde un andlisis de alto nivel a una observacion detallada con tan solo una pulsacién de botén.

23X 117X 587X




Riesgos de contacto con su muestra mitigados

El sistema DSX1000 ofrece una amplia profundidad de campo y una larga distancia de trabajo. Esto le permitira observar
muestras irregulares con menos posibilidades de causar dafios en ellas.

Serie SXLOB

Alta resolucién y larga distancia de trabajo presentes en un mismo objetivo

Los objetivos que combinan alta resolucion y larga distancia de trabajo permiten analizar muestras grandes e irregulares,
como piezas de automéviles y maquinas, que antes eran dificiles de inspeccionar con un microscopio éptico.

Serie XLOB

Excelente resolucién con una apertura numérica de 0.95

El microscopio digital DSX1000 goza de todos los beneficios que proporcionan las lentes de microscopia dptica. Su correcciéon de
aberracion cromatica permite ver detalles finos en su muestra.

Serie UIS2



Observacion de muestras desde varios angulos

Observacion oblicua (+90°)

El disefio 6ptico eucéntrico mantiene un buen campo visual
cuando se inclina el microscopio o cuando se gira la platina,

lo que le permite observar su muestra desde muchos angulos.
Esta flexibilidad le libera de tener sélo la opcién de observar
sus muestras directamente desde arriba, ayudandole a
detectar defectos dificiles de ver.

0° +45° +90°

-90°

Rotacion de observacion (£90°)

La platina ofrece una rotacién de 90° para otorgar mayor
flexibilidad en cuanto a la visualizacién de su muestra.




Imagenes en las cuales confiar

Imagenes en vivo de alta resolucion

Capture imagenes de alta calidad a partir de sus muestras gracias a la avanzada tecnologia del sensor de imagen
del microscopio. El obturador (persiana) global de la camara expone todo el pixel al mismo tiempo para producir imagenes en
vivo suavizadas, incluso cuando la platina esta en movimiento. El resultado es la adquisicion de imagenes de forma rapida y facil.

Frecuencia de refresco:
Imagenes suavizadas en vivo con un rapido
refresco de 60 fps

La rapida frecuencia de refresco de 60 fotogramas por
segundo (fps), proporcionada por el microscopio DSX1000,
permite la captura de imagenes nitidas a partir de muestras en
movimiento.

Imagenes de alta resolucién para una elevada reproduccién de colores

Es posible obtener imagenes de alta resolucién con una reproduccién excepcional de colores en un tamafio de archivo pequefio
con el modo 3CMOS integrado de la camara.

1 3CMOs 2 Desplazamiento a laimagen de la derecha
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3 Desplazamiento a laimagen inferior izqui 4 Desplazamiento a la siguiente imagen derecha
EESSSSs EESESSE
FPFPIFPn """'
PP n

Sin modo 3CMOS o Con modo 3CMOS

El sistema DSX1000 llega a proporcionar la misma calidad de imagen que
una cdmara de tres placas mediante una captura de imagenes sucesivas
después de desplazar la posicion del sensor.

Correccion cromatica octoaxial

Las areas coloreadas se dividen en ocho ejes y el color dentro de cada seccion se regula de forma independiente. Esto da
la flexibilidad para fortalecer el color rojo o ajustar el verde a un color mas oscuro. Este algoritmo regulador de color proporciona
una buena reproduccién cromatica.

Camara estandar Correccién cromética coaxial



Visualice sus muestras de forma diversa

Minimizacion del deslumbramiento

El adaptador difunde la luz para poder eliminar el brillo
y las pendientes oscuras en las muestras, como en
una superficie cilindrica de metal.

Sin adaptador Con adaptador

Eliminacion de reflexiones

Al observar la superficie de una pelicula o un objeto
a través de un medio transparente, como el vidrio,
una parte de dicha superficie puede aparecer muy
brillante. Una placa de polarizacion éptica es usada
con el adaptador para eliminar el brillo.

Sin adaptador Con adaptador



Un clic para muestras 3D

Adquiera de forma rapida una variedad de imagenes 3D que no pueden capturarse con un microscopio dptico convencional.
Incluso si la muestra presenta grandes irregularidades o la parte superficial esta desenfocada, es posible adquirir una imagen 3D
completamente enfocada al presionar un solo botén.

-1796.466

Adquiera rapidamente imagenes 2D/3D con la aplicacion mosaico automatica

Capture imagenes 2D/3D dentro de una amplia area y use la vista panoramica. Es posible recopilar una serie de imagenes
enfocadas mediante la aplicacion mosaico para visualizar su muestra mas alla del campo visual del microscopio.

Observe materiales con el paso del tiempo

Las imagenes en intervalo registran automaticamente las imagenes en espacios de tiempo que viabilizan la observacién de
los cambios en el material con el transcurrir del tiempo.
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Multiples observaciones con un simple clic

Consola

OLYMPUS

i

El microscopio DSX1000 ofrece flexibilidad para hacer su proceso de trabajo mas facil y rapido. Cambiar la observacion es tan facil
con tan solo girar una perilla. Puede beneficiarse de seis métodos de observacion que se activan con tan solo pulsar un botén.

La mejor observacion
para sus imagenes

REGETaen

Apply | Cancel

La funcién de vista preliminar multiple proyecta su muestra en multiples métodos de observacion, lo que facilita la deteccion de
areas defectuosas.

Portaobjetivos deslizante




Intercambio instantaneo que permite economizar tiempo

Reemplazar las lentes en un microscopio 6ptico puede ser un procedimiento incomodo; incluso puede que algunos métodos
de iluminacién no sean compatibles. En el microscopio DSX1000, cambiar las lentes es rapido y facil: seleccione el método de
observacién deseado a partir de los seis métodos disponibles y altérnelos con un solo clic.

Los sistemas microscopicos convencionales ofrecen solamente uno o dos métodos de observacion, lo que limita la visualizacién
de los detalles de las muestras. Pero, el microscopio DSX1000 ofrece varios métodos de observacién, con cuya seleccion es
posible disfrutar del que mejor se adapte a su aplicacion.

Métodos de observacién admitidos en los microscopios digitales convencionales

Método de Método de Método de
observacién A observacién B observacién C

Magnificacién de

Incompatible Incompatible
lente A P P

Magnificacién de

Incompatible
lente B P

Incompatible

Magnificacién de
lente C

Cambie rapidamente la fijacion de la lente y experimente la actualizacién automatica de
la magnificaciéon. Haga su eleccion entre los seis métodos de observacion y altérnelos con un clic.

DSX1000
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Acceso conveniente a funciones comunes

La consola multifuncional hace que el analisis sea rapido y sencillo. Y es que al agrupar las funciones de observacién y captura
de imagenes en ella, el acceso a estas funciones es favorable sin necesidad de un ratén (mouse). El uso de la consola ayuda a
completar los analisis de forma mas rapida al mismo tiempo que reduce errores o inadvertencias.
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OLYMPUS
Funciones de captura de imagenes Control de iluminacién Ajuste de aumento
en 2D o 3D, aplicacién mosaico y y alternacion de métodos (zoom) y desplazamiento Ajuste de enfoque
optimizacion de imagen. de observacion. de platina rotativa.

*--_-----_--------_-------—-_—-—------_—_—_-

Organice los botones en conformidad con su proceso de trabajo

Cambio instantaneo para los métodos de observacion

Los microscopios digitales convencionales presentan limitaciones en cuanto a los métodos de iluminaciéon que pueden usarse con
cada lente. Con el microscopio digital DSX1000, es posible alternar entre seis métodos de observacién simplemente al presionar
un botén en la consola.

| BF OBLIQUE DF

Contraste de

Campo claro MIX Polarizacion interferencia

diferencial

Fo ]

Rapidos ajustes opticos con la perilla de control de luz

En lugar de efectuar los ajustes con un raton (mouse), la perilla de control de luz del microscopio DSX1000 simplifica el ajuste
micrométrico de la iluminacion al girarla.

e :
BF: Iluminacién coaxial 0BQ: Ajuste de iluminacién

22 i % -
DIC: Ajuste de prisma



La mejor observacion para sus imagenes a partir de seis métodos

Visualice de forma instantanea las imagenes capturadas a partir de sus muestras mediante seis métodos de observacion distintos
en un solo clic. Seleccione la imagen que mejor se adapte a su muestray la configuracién sera determinada de forma automatica
para otorgarle la mejor imagen a partir de tal método de observacion.

Best image
MIX

Observation setting

Adjust image
ALL MODES Shadow Contrast
OBLIQUE DF
PO DIC

Registration

Cancel

Recuperacion de las condiciones de observacion anteriores

Al capturar una imagen, el sistema registra las condiciones usadas para dicho propdsito. Es posible revisar estas condiciones
al hacer clic sobre la imagen, lo que facilita su observacién bajo las mismas condiciones y configuraciéon de parametros.

Muestra A Muestra A

Magnification
Imaging
Hyringtson
Carners

Image cormection

Commes (etcanaions ]|
Muestra Muestra
similar a similar a
la muestra A la muestra A
I

La condicién de adquisicion es :
almacenada con cada imagen.
Recargue estas condiciones con N .
un solo clic. a : .

Reuina rapidamente las condiciones
de adquisicion para sus imagenes con
el fin de ejecutar un analisis eficiente.
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Métodos de observacion integrados MIX (BF+DF)
Luz proveniente de un anillo alrededor de

Alterne con facilidad entre las funciones de observacion de la lente

campo claro (BF), oblicua, campo oscuro (DF), MIX (BF y DF),
polarizacion simple (PO), contraste de interferencia diferencial
(DIC), y compdrelas para seleccionar la mejor. Esta flexibilidad
permite ejecutar casi cualquier tarea de inspeccion.

Permite detectar con facilidad rasgufios y defectos que
pueden ser dificiles de hallar con un microscopio convencional
mediante la combinacion de las capacidades de deteccion de
campo oscuro (DF) con la visibilidad del campo claro (BF).

BF DF MIX
BF (campo claro) PO (polarizacion)

Bueno para muestras planas Ver la polarizacion de sus muestras

Los rasgufios en la superficie reflectante aparecen Al colocar ortogonalmente dos filtros de polarizacion,
mas oscuros en comparacion con la superficie, este método le permite ver el contraste y el color en
lo que permite identificarlos. funcién de la propiedad de polarizacién de su muestra.

OBQ (oblicua) i EXel ial)
Observacion de la irregularidad Visualizar irregularidades, particulas extraiias,
superficial mejorada rasgufios y otros defectos a nivel nanométrico

Use este método para mejorar la observacion Este método permite visualizar las irregularidades

15

irregular de una superficie al dejar que la luz ilumine a
partir de una sola direccién. Este método es ideal para
muestras irregulares o corrugadas y rastros de corte.

DF (campo oscuro) Contraste orado

Lo mejor para la deteccién de

rasguiios y defectos similares

La luz difusa o reflejada es irradiada oblicuamente
sobre la superficie de la muestra, identificando el polvo,

los rasgufios y otros objetos. El polvo y los rasgufios se
presentan de forma brillante en el campo visual.

superficiales a un nivel nanométrico. Es idéneo para
inspeccionar laminas, peliculas, filtros de oscuridad
automaéticos para pantallas de cristal liquido (LCD) y
superficies de vidrio.

Enfatizar los contornos de la muestra

El método mejora el contraste mediante la reduccién del
tope de apertura del elemento 6ptico, lo que le permite
visualizar imagenes nitidas y vivas. Las partes brillantes
se veran alin mas brillantes, mientras que las oscuras se
presentaran aiin mas oscuras.




Vea rasguiios de forma mas facil con el contraste de interferencia diferencial

Los defectos como los rasgufios que no son visibles en el campo claro son mas faciles de ver con el contraste de interferencia diferencial.

BF: No pueden observarse las irregularidades superficiales. DIC: Es posible confirmar los rasguiios/rayaduras que no se
pudieron percibir con la observacién de campo claro.

Punta de circuito integrado

Evaluar la deformacion por tensién mediante la polarizacién

BF: No es posible observar la intensidad de la deformacion PO: La deformacion de cada pieza puede ser confirmada
por tensién. por medio del contraste y el color segun las caracteristicas
de polarizacion.

Productos moldeados de plastico

16



Cambie la magnificacion con rapidez y facilidad

Con algunos microscopios, es necesario remplazar las lentes de los objetivos para ajustar la magnificacién. Esto puede resultar
en un proceso lento, que requiere desconectar el cable de la cAmara en cada momento y reiniciar el software. Por lo tanto,
durante este proceso, puede que pierda la visualizacién de su objeto forzandole a navegar nuevamente hacia el punto correcto.
Al contrario, el microscopio digital DSX1000 permite cambiar la magnificacién de nivel macro a micro de forma facil y rapida,

y reduce la posibilidad de perder el objeto de interés.

Rapido cambio de magnificacion con
un portaobjetivos deslizante r

Es posible instalar al mismo tiempo dos lentes de objetivo en Diagrama de sistema | Lente posterior
el cabezal y cambiar la magnificaciéon rdpidamente con tan - S —
solo deslizar la lente deseada. = T

I|II|IIIIIJIIIIIIJIIIIIIJIIIIIIIIIII’

Intercambio instantaneo de la fijacion de la lente
Las lentes de objetivo pueden ser alternadas de forma rapida a
fin de respaldarlo en la busqueda de la mejor magnificacién para
su inspeccion. Cuando la lente es reemplazada, la informacién Deslice la lente para cambiar la magnificacion de forma rapida
de la magnificacion y del campo visual se refresca de forma

automatica.

Fijacién con una lente Fijacion con dos lentes

Repuesto de fijacién de lente en un paso

Rapido sistema de aumento (zoom) 6ptico

motorizado

Aplique el aumento (zoom) éptico de acercamiento y
alejamiento con tan solo girar la perilla de la consola.

El cabezal del aumento éptico cubre un amplio rango de
magnificaciones con un solo objetivo. Esta completamente
motorizado, lo que ayuda a eliminar errores comunes

que pueden presentarse cuando el aumento (zoom) es
configurado manualmente.

Una sola lente admite hasta una relacién de aumento (zoom) de 10X.



Amplie un area especifica con el aumento (zoom) de ROI

Defina la posicion y el tamafio del area que desea ampliar mientras observa una imagen en vivo, y ampliela. Cuando define
el area de interés, es posible hacer rapidamente un acercamiento al punto de medicion.

I

%lt ) "3:!:.;!}':.; ‘1?:!FLI 131 Hfi:_..-l..'521;_.i||!.’,d.¥’:“‘.‘_.-‘ WELRRRRE L BRI %h “l“ || ||]ini“'|."l=” . ﬁ” [h l | il

Si desea ampliar esta area al 100 % de la pantalla y observarla, ubique el cuadrado amarillo en ella y haga clic en el marco.
A continuacion, la platina motorizada y el aumento (zoom) aplicaran los ajustes conjuntamente.

Siempre distinga su ubicacion en la muestra

El sistema muestra el area que esta observando en paralelo a la imagen completa, incluso con el modo de aumento (zoom);
ello con el fin de evitar confusiones de ubicacion.
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Resultados en los cuales confiar
con precision y fiabilidad garantizadas*

El sistema dptico telecéntrico del microscopio le permite obtener mediciones muy precisas; y, a su vez, la fiabilidad y la precision
garantizadas favorecen la creacién de confianza en los resultados.

Para garantizar la exactitud XY, la calibracion debe ser llevada a cabo por el servicio técnico de Evident.



Precision de medicién garantizada

Confie en sus mediciones

Por lo general, la precisién en varios microscopios digitales y opticos no es garantizada.

Varios microscopios no ofrecen un certificado de calibracion. Sistema DSX1000 con precision de medicion

HHHHH

10 pm

Valor preciso

DSX1000 Confie en sus resultados de medicién gracias a una precisiéon garantizada.

Calibracion in situ

A diferencia del DSX1000, muchas veces cuando la precisién de medicién de su microscopio es garantizada por la fabrica en
el momento de su expedicion, los resultados proporcionados por éste pueden verse alterados cuando es instalado.

No hay certificado de calibracién en el modo convencional Sistema DSX1000 con certificado de calibracién

DSX1000 Medicion fiable con calibracién in situ.

20
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Medicion de alta precision

Al procesar imagenes de muestras altas con un microscopio convencional puede que ocurra un efecto de convergencia, en el que
el tamafio del objeto puede verse diferente segun el punto de enfoque. Este efecto imposibilita una toma precisa de las medidas.
Los elementos 6pticos telecéntricos del sistema DSX1000 eliminan este efecto para lograr una mejor precision de medicién.

Microscopio digital convencional Microscopio digital DSX1000

(Sistema o6ptico no-telecéntrico) (Sistema Optico telecéntrico)

El tamafio es diferente entre los flancos/bordes

El tamafio es el mismo entre los flancos/bordes
derecho e izquierdo en un campo visual. derecho e izquierdo en un campo visual.

¢Qué es un sistema o6ptico telecéntrico?

Las lentes telecéntricas proporcionan la misma iluminacién en el centro y flancos/bordes del campo visual.

El tamafio de la imagen (magnificacién) no cambia con las lentes telecéntricas incluso si la muestra se desplaza
de modo vertical al ajustar el enfoque. Este sistema dptico permite capturar una imagen de la completa cara de
la muestra, lo cual ayuda a aumentar la precisién de la medicién.

Sistema optico no-telecéntrico ) Sistema optico telecéntrico

Los resultados pueden diferir al medir la distancia entre dos puntos El resultado de medicién es el mismo entre las imagenes por arriba y
a partir de las imagenes por arriba y por debajo del enfoque. por debajo del enfoque.

Lente normal Lente telecéntrica

Por arriba
del enfoque

1y
/I\
ya =N

Con una lente normal, la Con la lente telecéntrica,
superficie de interés puede la superficie de interés
verse ocultada debido a la no es ocultada por la

irregularidad. irregularidad.

Las imagenes presentan El tamafio de las imagenes

diferentes tamafios. es el mismo. o
Por debajo del enfoque Por debajo del enfoque

:




Precision y repetibilidad garantizadas

La precision y repetibilidad de las mediciones son
garantizadas bajo cualquier magnificacion; por ende, — 4 Repetibilidad

puede confiar en sus resultados de medicion.
Repetibilidad

y precisién

v
Objeto de medicién: Escala estandar demm

Conteo de medicién Resultado de medicién l

1,0 mm
1,02 mm
0,99 mm

1,01 mm
1.0 mm Precision
1,0mm

0,99 mm

N o v W N -

Conteo de medicién Valor promedio

7 1,00 mm -

« Para emitir certificados, el trabajo de calibraciéon debe ser llevado a cabo por el equipo técnico especializado de Evident.
+ Evident emite el certificado de calibracion.

Rendimiento de medicién preciso en su entorno de trabajo

Al adquirir un sistema DSX1000, la calibracién sera efectuada Una variedad de certificaciones
por un técnico calificado en el lugar de trabajo del cliente

a fin de garantizar el mismo nivel de precisién otorgado en
el momento de la expedicion desde la fabrica. i e S

Imgection Hegers

Galibeation Corsficte

b Sancdard Calfbration Certilicate

Mantener la precision de sus medidas

Para reducir aln mas

la fluctuacion en la precision
de las mediciones, se requiere 0
calibrar las lentes de objetivo y

los niveles de aumento (zoom). B —
Normalmente, este proceso es =

lento; sin embargo, en este caso : =
la calibracion puede ser : =
configurada de forma rapida e

y facil con la funcion de
autocalibracion.

Muestra de calibracién
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Mediciones avanzadas y faciles de adquirir

El software intuitivo del microscopio viene con una completa gama de funciones analiticas, potentes y faciles de usar, que mejoran
la calidad y la velocidad de sus inspecciones. El software de adquisicion y el software de analisis de datos son suministrados en
mddulos separados, lo que le permite analizar la imagen al mismo tiempo que es adquirida. El uso de un monitor dual mejora adn

mas la eficiencia.

7

1 | Specify the measurement line

Line type Aunaliary tools

2  Measure

Measuring function

Create report

Funciones de medicion avanzadas
Software DSX1000

La medicion de perfil, la rugosidad superficial y mucho mas son mediciones que se ejecutan a un alto nivel.

- C <)
DB = @
Image list TR = ) [
= & e ) u
=E O
N i =
Color One
¥
4
Height \“, L o-|-off 99|
@ e N [0S =
® e o -
Contour 2 easureme De
rofile measurement
No.ResultWidth[um] Height[pm] Length[pm] Angle[°] File name
¥ 1 443732 466.679 £43.962 46.444 P22 3DME
-~ e [l
Height{um] A66.679
Lengthfum] 643,962
Angie®] 46.444
prmmeeey B -
T
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Funciones avanzadas para analisis agilizados

Medicion de perfil con un clic
Medicion de perfil

La funcién de medicién de perfil muestra el perfil de la superficie al trazar una linea de medicién de forma arbitraria en la posicion
para medir una imagen. Asimismo, mide el nivel entre dos puntos arbitrarios, la anchura, las areas transversales y los radios.

A diferencia de las herramientas de medicién por contacto, la configuracién de las posiciones de medicién es facil. Es posible
verificar las lineas y los puntos de medicion en la imagen; por ende, hasta un sitio muy pequefio puede medirse con precision.

Extraccion de puntos caracteristicos de forma automatica
Herramienta de asistencia para el perfil

La linea de medicion deseada puede definirse mediante la definicidén de los puntos maximo y minimo en el sitio de interés,
la interseccion de dos lineas, el centro de un cilindro o el centro de una esfera. Al especificar un sitio en los datos adquiridos,
los puntos caracteristicos se extraen de modo automatico en conformidad con las condiciones especificadas, lo que reduce
variaciones asociadas a cada operador.

. - i -'\ / '« ,0‘“ &

Point Line 3 points Midpoint Max.

7ilaa |

Min. Sphere Cylinder Plane Intersect. Streak

Extraccion de puntos caracteristicos de forma automatica
Herramienta de asistencia para la medicién

El punto que requiere medicién puede definirse adecuadamente mediante el punto mas alto, el mas bajo, el medio o la media
geométrica. Al completar la etapa anterior, tanto el sitio como los datos bajo la medicién se adquieren de modo automatico.

Medicion del nivel entre el punto
mas alto y el mas bajo en un perfil
superficial
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Comparacion de las alturas con un plano de referencia
Medicion del nivel de altura

Al definir el sitio de referencia de altura y el sitio de medicién
que serviran como objetivo de comparacion para los datos
adquiridos, es posible cuantificar las diferencias de los niveles
maximo, minimo y promedio entre estos dos sitios. Los sitios
definidos pueden almacenarse y recargarse posteriormente,
lo que hace que esta funcién sea ideal para mediciones
reproducibles.

Confirmacién de las diferencias en los datos de modo visual [ e sl 7ocm 1230

Reference image

y cuantitativo
Medicion de diferencias

Las diferencias que cubriran decisiones a razén de aceptacion/
rechazo, como las diferencias de forma (altura) antes y después
del desgaste, o también las areas superficiales y de volumen,
pueden confirmarse de modo visual y cuantitativo. Con un solo
clic, es posible alinear la posicién entre los datos XYZ®. Esto
facilita el analisis de las diferencias en las formas superficiales.

Medicion de la rugosidad de las superficies
Es posible ver facilmente la imagen de la condicién superficial
al efectuar una medicién lineal y de rugosidad superficial de

forma cuantitativa, con los parametros Ra y Rz.

Analysis parameter

Sgq 401406 [um S5k -0.089
Sku 1.363 3p 511.759 [um]
v 746,314 fum 3= 1258.073 [um)]
Sa 368.356 [um

Analisis especializado

[otersey [[] coor | w vesre 7

Analysis image

i -
168 8

Integracion con el software de procesamiento y medicion de imagenes PRECiV™

Los datos adquiridos con un microscopio DSX1000 pueden ser visualizados y analizados facilmente mediante el software de andlisis

de imagenes opcional PRECiV en el caso de aplicaciones especializadas.




Distribucidon de particulas

La medicion de las caracteristicas fisicas de las particulas es una tarea comudn en una amplia gama de sectores industriales y, a
menudo, es un parametro crucial en la fabricacién de muchos productos. La solucién para materiales segun la distribucion de
particulas se encarga de clasificar los parametros de las particulas en funcién de su morfologia, como el tamafio, diametro, area,
color y elongacion, y crea una representacion grafica de la distribucién. Los contenedores de clase pueden definirse por cédigos
cromaticos para comprender mejor los resultados.

“ Caracteristicas clave Aplicaciones tipicas

- Ejecuta el recuento de la cantidad - Reactividad en la velocidad de ¢
de particulas en una o varias disolucioén (p. ej., catalizador,
imégenes (solucién motorizada). tabletas)

- Clasifica segin una dimensién - Estabilidad en la suspensién
seleccionada entre una gran (p. ej., sedimentos, pinturas)
cantidad de opciones. - Eficiencia de prestacion

- Codifica y valida los resultados (p. €j., inhaladores para el asma)
en conformidad con los estandares - Textura y tacto
de un usuario. (p. €j., ingredientes alimentarios)

Distribucién de particulas: particulas

- Aspecto (p. ej., revestimientos
extraidas a partir de una membrana de filtro

en polvo y tintas)

Evaluacion de la nodularidad del grafito

Esta solucién evalia de modo automatico la nodularidad y el contenido de grafito presentes en muestras de fundiciones de hierro (de tipo nodular
y vermicular). La forma, la distribucién y el tamafio de los nodos del grafito se clasifican en conformidad con las siguientes normas: EN ISO 945-
1:2018, ASTM A247-17, JIS G 5502:2001, KS D 4302:2006, GB/T 9441-2009, ISO 16112:2017, JIS G 5505:2013, NF A04-197:2017, and ASTM E2567-16a
(solo en caso de nodularidad). Esta solucién también permite determinar la relacién ferrita-perlita en secciones transversales del hierro fundido.

L - . T ol T
Caracteristicas clave Aplicaciones tipicas o .: - S
- Mide la relacion ferrita-perlita -Todas las muestras de hierro ‘ e < . .‘ e .
(en muestras grabadas) y fundido (piezas metalicas que : e 3 -
la distribucién de grafito (en requieren alta resistencia, L : . hy -
muestras no grabadas). colabilidad, etc.) - - L
- Mide la distribucién del grafito L = : b
vermicular mediante tablas g L SRR la, s "
estandares. - ® ’ 2 ol o s
> Sellaadome AR VErES ' . S’olu.cién para fundicic’)r{1 de hierro: . = a : .' . & ™
. hierro fundido ductil que muestra grafito nodular 7
estandares. -

Medicién del espesor de capas

Con esta solucién es posible medir el espesor de capas, ya sea de manera perpendicular a las fibras neutrales (por la distancia mas corta), o mediante
un método paralelo. Ahora es posible para los usuarios medir capas con limites regulares o irregulares. El software calcula los valores minimo, maximo
y medio, como también, los datos estadisticos para cada capa durante la medicion del espesor de capas. Los limites de capa pueden ser especificados
mediante la deteccién automatica, la funcién de Varita magica o el modo manual. También, es posible agregar o borrar posteriormente mediciones
individuales.

Caracteristicas clave Aplicaciones tipicas

- Permite seleccionar diferentes - Revestimientos por CVD, PVD y
fases mediante el modo automatico pulverizacién de plasma
(Varita mégica) y manual - Capas de oxidacion anédica

- La medicién automética de - Depésitos quimicos y galvanicos
las capas emplea la fibra neutral - Polimeros, pinturas y barnices

como capa de referencia
- Seleccion flexible de multiples
puntos o interdistancias

Solucién para espesor de capas:
corte transversal de pintura y barniz en acero

W, 2 g N
- o i - .
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Funciones automatizadas que facilitan la distribucion de su trabajo

La adquisicion y medicién multipunto automatica del microscopio DSX1000 es tan sencilla que posibilita analisis mas eficientes desde
el inicio hasta el final.

1. Introduzca puntos y modifiquelos para la adquisicion multipunto mediante un archivo CSV

Utilice la funcién de adquisicion itinerante para visualizar automaticamente las ubicaciones registradas en un archivo CSV.
En el caso de algunos microscopios, se requiere procesar cada punto de la muestra especificado de forma individual; sin
embargo, con el sistema DSX1000, este proceso puede automatizarse, lo que ahorra tiempo.

Advanced acquisition X juisition
Algerment | Stage coordinates | Traveling acaisition ates | Trwweling scquisition |
~0% 0
- -
= =i Mo Neoordnat Y cooedingl Move
M Base axis (2 points) and vertical axis (1 point) 1 100 100 fou |-
2 100 100 O
i) 3 200 100 O
Base axis @Xais @Y ais 4 [0 300 o
L ) 100 on_|g
Coordinate XY paint [ 500 100 =]
. Move @ON @ OFF T |wo B Jou
\ ' . Metrx o o
. . Base point w |0 o Jon
- Y ) B |
T2 L 17|10 amjon
Marc | 3 Ix [E P W Jon
1 1 1 |30 100 | (<]
mch |2 | i B Foem |35 fso a0 Jom |.
Alineacién Coordenadas de platina a través de un archivo CSV

2. Recupere cualquier configuracion a partir de una observacion de inspeccion

Las condiciones de adquisicién de cualquier imagen pueden recuperarse con facilidad con un solo clic, lo que permite inspecciones
reproducibles que guardan las mismas condiciones y entornos.

Asgearant | Stage cocedingtes | Travelng acgusinen
Mawe 1o Z escape position
1 escape distance 10000 Bm
o [E ) 7| Execute AF on each acqurstion

o Ferform measurement after acquisition
La condicién de adquisicién es almacenada S e
con cada imagen. Recargue estas ) s e
condiciones con un solo clic. ”| : — -:
La condicion de adquisicion es almacenada )
con cada imagen. Recargue estas Adquisicion itinerante

condiciones con un solo clic.



3. Capture automaticamente imagenes a partir de varios puntos registrados

La platina motorizada se mueve de forma automatica hacia cada punto especificado y adquiere una imagen 2D o 3D; cada imagen
obtenida puede ser analizada mientras se capturan otras imagenes.

I

4. Envie en un instante los resultados de una mediciéon a un informe basado en una plantilla

predefinida

Con la plantilla de analisis, todas las operaciones y los procedimientos que abarca la generacion de informes pueden ser
almacenados en modo de plantilla. El uso de dicha plantilla, al reproducir el mismo tipo de mediciones, asegura la coherencia

entre los informes analiticos y los usuarios.

Ejecute la inspeccion y adquiera medidas

*Samicanducter_ ] 8 B3

Front Mesurement condition | Auto edge messurement [+] LEE NN

Produzca el informe y conserve una plantilla

Obtenga instantaneamente su informe segun su plantilla
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Cableado de obleas/placas electronicas
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Secciones transversales en
condensadores

Pines de conector 3D
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Secciones transversales en tarjetas

Cable coaxial




Automocidn/Metales

Bobina automotriz

Secciones transversales en valvulas de motor

9

Relés automotores

Terminales de bala
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Bafiado/plaqué de oro

Grabado en relieve




Otras aplicaciones analiticas

Célula solar Empaque de goma/hule/caucho
w




Modelos del microscopio digital DSX1000

Modelo Modelo Entry Modelo Tilt Modelo High-Resolution Modelo High-End

Permite analizar una variedad
de muestras con mdltiples
métodos de observacion

Descripcion de modelo Func_lgnamlento bas_lfo Idéneo para anthz.ar muestras Imagenesld.e_alta resolucion
y facilidad de operacion de geometria irregular para analisis avanzados
Cabezal de zoom (aumento) universal

Equipamiento | Cabezal . N
* DIC: Contraste de interferencia

estandar de zoom , .
(de serie) (aumento) N d|ferenc!al D L o
TR G : Profundidad de enfoque 3
microscopio Modo 3-CMOS de alta resolucién
Cabezal de zoom (aumento) estandar . . D
Método de observacion
BF :Campo claro
DF :Campo oscuro
OB :Oblicuo o o o o
MIX : MIX
POL : Luz polarizada
Estativo del Estativo de inclinacién (+90°) D ([ |:| ()
microscopio Estativo vertical ([} D [ D
Platina XY motorizada y rotativa (+90°) D o
Platina Platina XY motorizada O ([ () O
Platina XY manual () D
Consola D [} [ [
o Medicién de perfil, medicién de diferencias, medicién de nivel de altura, medicién de érea/volumen, medicién de rugosidad
Software Software de aplicacién ) o ) . Al ]
lineal, medicion de rugosidad de area, anlisis de histograma
Otras Muestra de calibracion ° ° ° °
aplicaciones Controlador de PC/Monitor de
visualizacion
Opcién Luz transmitida D D D D
Adaptador de difusion D D D D
Adaptador
Adaptador de eliminacion de reflexion D D D D
Medicién automética de bordes/flancos D D D D
Andlisis de particulas D D D D
Software Analisis del angulo superficial de
la esfera/cilindro D D D D
Asistencia experimental total*
(funcién de analisis de datos multiples) D D D D
Otras - 5
aplicaciones Casos de objetivos particulares D D D D

® : Estandar [ : Option

CLMIPUS
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Diagrama del sistema

Universal zoom head
DSX10-UzH

Objective

Super long working
distance objective lens
DSX10-SXLOB1X
DSX10-SXLOB10X

=y

Super long working
distance objective lens
DSX10-SXLOB3X

Standard zoom head
4 DSX10-SZH

Lens attachment

@ for XLOB

(Two pieces as one set]

DSX10-LAXL

Long working
distance objective lens
DSX10-XLOB3X
DSX10-XLOB10X
DSX10-XLOB20X
DSX10-XLOB40X

=

=———y

Polarized illumination adaptor
for DSX10-SXLOBX
DSX10-POAD

for DSX10-SXLOB1X/10X
DSX10-DIAD1X10X

Diffused illumination adaptor

=

Diffused illumination adaptor
for DSX10-SXLOB3X
DSX10-DIAD3X

: Stage
1
1
: E Adaptor for manual stage
Rotatable motorized Motorized XY stage DSX10-MSTAD
, L] XYstage L] DSX10-MTS
1 DSX10-RMTS
1 Manual stage
: U-SIC4R2
1
1
1
1
1
1 Wafer holder plate
! | U-wHP2
1
1
1
, ”“ Rotatable wafer holder
' WA BH2-WHR43
1
1
1
1
e
R el e e e -
Microscope
frame
Tilting frame [ Upright frame
DSX10-TF DSX10-UF

Lens attachment for UIS

E = (Three pieces as one set)
)

DSX10-LAUIS
Adapter

UIS2 objective lens = BD-M-AD
MPLFLN5XBDP
MPLFLN10XBDP
MPLFLN20XBDP UIS2 objective lens
MPLFLN50XBDP MPLAPONS0X
LMPLFLN10XBD MPLFLN1.25X
LMPLFLN20XBD MPLFLN2.5X
LMPLFLN50XBD

—

=

Storage case
DSX10-LC
(Three pieces of lens attachments)

Stage plate
| U-MSSP4

Control box

Cotrol box
DSX10-CB

—
—

Calibration sample
DSX-CALS-HR

LED transmitted light illuminator
DSX10-ILT

Console
DSX10-CSL

L =D

.

Basic software
DSX10-BSW-2

(Optional software)

Edge detecting measurement software
DSX10-ASW-EDM, OLS50-S-ED

Particle analysis software

DSX10-ASW-PAM, OLS50-S-PA
Sphere/cylinder surface angle analysis software
OLS50-S-SA

Experimental total assist software
OLS51-S-ETA
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Lentes de objetivo

Lentes de objetivo con distancia

de trabajo superlarga

@ Proporciona una larga distancia de
trabajo entre la lente y la muestra.

Lentes de objetivo con larga distancia
de trabajo y alta resolucion

@ Proporciona una distancia
de trabajo larga y una alta T

resolucion.

Lentes de objetivo de alto rendimiento
y gran apertura numérica

@® Proporciona alto rendimiento a escala nanometrica.

Magnificacién en monitor

Modelos de lentes de

objetivo
DSX10-SXLOB1X
DSX10-SXLOB3X
DSX10-SXLOB10X
DSX10-XLOB3X
DSX10-XLOB10X
DSX10-XLOB20X
DSX10-XLOB40X
MPLFLN1.25X
MPLFLN2.5X
MPLFLN5XBDP
MPLFLN10XBDP
MPLFLN20XBDP
MPLFLN50XBDP
MPLAPONS50X
LMPLFLN10XBD
LMPLFLN20XBD

LMPLFLN50XBD

40X 100X 200X

De 23 a 164x

De 49 a 493x
De 49 a 493x

De 26 a 206X
De 44 a 411x
De 82 a 822




500X 1000X 3000X 6000X 9000X

Campo visual
(pm)
51,7 0.03 De 19,200 a 2,740
- 66,1 0.09 De 9,100 a 910
De 164 a 1644x 41,1 0.20 De 2,740 a 270
- 30,0 0.09 De 9,100 a 910
30,0 0.30 De 2,740 a 270
35 0.04 De 17,100 a2 2,190
. 10,7 0.08 De 10,200 a 1,100
_ 12,0 0.15 De 5,480 a 550

*Magnificacion basada en un monitor de 27 pulgadas.

*Los objetivos DSX10-SXLOB1, 3, 10X y DSX10-XLOB3X no son compatibles con la observacién de polarizacién (PO).

*El objetivo MPLAPON50X no soporta las observaciones de campo oscuro (DF) ni la observacién en modo combinado (MIX).
*El objetivo MPLFLN1.25 de 2,5X soporta las observaciones de campo claro (BF) y oblicuas (OBQ).

*Campo visual: proporcién de aspecto de 1:1 en diagonal (mediante valor predeterminado de fabrica)

Sistema de procesamiento de lentes Programa de desarrollo avanzado en ingenieria que
Hemos creado un sistema de procesamiento automatico de lentes propulsé la obtencién de una Medalla de Honor de Jap6n
que tiene como objetivo ofrecer la 6ptica de mejor calidad posible.
Gracias a ello, nos es posible elaborar lentes de alta precision tan
finas como de 1/10,000 mm.

En el afio 2018, recibimos una Medalla de Honor en la versién de cinta amarilla
por desarrollar un método avanzado para procesar lentes de objetivo de alta
precisién de hasta 2 ym. Como parte del programa, ingenieros experimentados
secundaron a ingenieros principiantes en el arte y la ciencia de fabricar lentes.




Especificaciones

Especificaciones de la unidad principal

DSX10-SZH DSX10-UzZH
Sistema optico Sistema optico telecéntrico
indice de aumento (zoom) 10X (motorizado)
Método de magnificacién de aumento (zoom) Motorizado
Calibracion Automético
Fiiacion de la lente Las fijaciones codificadas de lente a intercambio rapido actualizan
) L ! de manera automética la magnificacién y la informacién del campo visual
Sistema optico
Magnificacion total maxima (en un monitor de 27 pulgadas) 8.220X
Distancia de trabajo (D. T.) 66,1 mm
Fiabilidad y repetibilidad Exactitud™ £3%
(plano X-Y) Repetibilidad 3q, , 2%
Repetibilidad (eje 2)*? Repetibilidad o, , 1pum
Sensor de imagenes CMOS de 1/1,2 pulg. y 2.35 millones de pixeles en color
Refrigeracion Refrigeracién/enfriamiento por efecto Peltier
Frecuencia de refresco 60 fps (méximo)
Cémara
Normal 1,200 x 1,200 (1:1) / 1,600 x 1,200 (4:3)
Fino No disponible 1,200 x 1,200 (1: 1) / 1,600 x 1,200 (4: 3)
Superfino No disponible 3,600 x 3,600 (1: 1)/ 4,800 x 3,600 (4: 3)
Fuente de luz en color LED
Tluminaciéon
Vida til 60 000 h (valor de disefio)
BF (campo claro) Estandar
0BQ (oblicua) Estandar
Estandar
DF (campo oscuro) Anillo LED con cuatro divisiones
. Estandar
Ob " MIX (campo claro mas campo oscuro) Observacion simulténea de campo claro (BF) mas campo oscuro (DF)
servacion
PO (polarizacion) Estandar
DIC (interferencia diferencial) No disponible | Estandar
Contraste mejorado Estandar
Funcién de profundidad de enfoque hacia arriba No disponible | Estandar
Luz transmitida Estandar
Ajuste de enfoque Motorizado
Enfoque
Desplazamiento/carrera 101 mm (motorizado)

*1 Calibracion llevada a cabo por Evident o el servicio técnico determinado por Evident. Para garantizar la precisién de la coordenada XY, se requiere la calibracién con el estandar de referencia DSX-CALS-HR.
*2 Cuando es usado con un objetivo de magnificacién 20X o superior. *3 Se requiere el DSX10-ILT opcional.

Objetivo DSX10-SXLOB DSX10-XLOB UISs2
Altura méxima de muestra 50 mm 115 mm 145 mm
Altura méxima de muestra
(observacién de dngulo libre) 50 mm
Lente de objetivo | Distancia parfocal 140 mm 75 mm 45 mm
Fijacién de lente Integrado con la lente Disponible
Magnificacién completa (en un monitor de 27") De 23 a 1644x De 49 a 6570x De 26™ a 8220x
Campo visual actual (FOV) en curso De 19,200 pm a 270 pm De 9,100 pm a 70 pm De 17,100 pm a 50 um
Adaptador Adaptador de difusién (opcional) Disponible No disponible
Adaptador de eliminacién de reflexion (opcional) Disponible No disponible
Fijacion de lente | Cantidad de objetivos que pueden ser fijados Haﬁ?;::g;:ig: Tiajal\:i:tr;)viene Hasta dos piezas
Portaobjetivo Puede almacenar hasta tres fijaciones de lente
*4 Magnificacion total al usar el objetivo MPLFLN1.25X
Platina DSX10-RMTS DSX10-MTS U-SIC4R2
Platina XY: motorizada/manual Motorizada (con funcién de rotacion) Motorizado Manual
Desplazamiento (carrera) XY Modo prioritario (‘ie fjes!)lazamient.c’)/carrera: 100 mm x 100 mm 100 mm 100 mm
Modo prioritario de rotacién: 50 mm x 50 mm
Platina Angulo de rotacién MOd,\;)lop(;:)o::;f::adrieod;:F:Ltaczgirin:;;me No disponible
Angulo de rotacién de visualizacién Interfaz de usuario No disponible
Baja resistencia 5kg (111b) 1kg
Estativo DSX-UF DSX-TF Pantalla Pantalla plana de 27 pulgadas.
Desplazamiento/carrea en el eje Z 50 mm (manual) Resolucion 1,920 (hrz.) x 1,080 (vert.)
Observacion inclinada No disponible +90°
Visualizacion en dngulo de inclinacién No disponible Interfaz de usuario (gui)
Método con angulo de inclinaciéon No disponible Manual, fijo/Palanca de bloqueo
Sistema general Sistema de estativo vertical Sistema de estativo con angulo de inclinacién
Peso (estativo, cabezal, platina motorizada, pantalla y consola) 43,7 kg 46,7 kg
Consumo de energia De 100 a 120 V/ de 220 a 240 V; 1,1/0,54 A; 50/60 Hz




Soluciones personalizadas

Amplie sus capacidades de inspeccion

La precision y la facilidad de uso del microscopio digital DSX1000 lo convierten en una opcién apropiada para muchas inspecciones
industriales, ademas de sus opciones de personalizacién que otorgan una flexibilidad ain mayor. Es inusual que todas

las inspecciones sean estandar, por lo tanto el microscopio DSX1000 personalizado puede proporcionar las capacidades que usted
necesite para su aplicacién y proceso de trabajo.

Por encima del estandar

* Platinas de gran dimensién para muestras grandes y pesadas;

+ Mas espacio para muestras altas que no afecta la calidad de imagen;
* Modos de observacién agregados (como la fluorescencia);

+ Y, muchas mas opciones...

Para conocer mas acerca de cdmo las soluciones personalizadas DSX1000 pueden ayudarle, péngase en contacto
con Evident:

www.olympus-ims.com/contact-us
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EVIDENT

EvidentScientific.com

Evident Corporation
Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku,
Shinjuku-ku, Tokio 163-0910, Japén

Evident Corporation es una empresa certificada IS014001.
Evident Corporation es una empresa certificada IS09001.

Todas las marcas y los nombres de productos citados son marcas registradas o marcas comerciales de sus
respectivos propietarios.

Las caracteristicas y otros valores detallados en este folleto se basan en nuestras evaluaciones hechas hasta
agosto de 2023 y estan sujetas a cambios sin previo aviso.

La informacion relativa a la exactitud garantizada, que se expone en este folleto, se basa en la configuracion
definida por Evident. Para obtener ms informacion, consulte el manual del usuario.

Las imagenes en los monitores de PC son simuladas.

Las especificaciones y los aspectos estan sujetos a cambios sin previo aviso ni obligacion por parte del fabricante.
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